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(1. Varfahren zur Reg„l,eru„g des Ausn,»Bes der E1ndr1„„„„„ 
e r,e. 3tr8n,„„gsf.h,sen ,esch»u™ten. pa.t»se„ ode ' ' 
fluss,gen Mediums 1„ ei„ Substrat, d a d u rcl 

i^^jz:^ III :.;:.:;.r:,ri"rr:! - 

die eine ^ipito h c . ■ ^ Medium gegen 

«ie eine Seite des Substrates in dieser EbPn^ is„„ • 

aieses wages und der genannten Ebene relativ r.-oi ^ 
verandert wird. reiativ zueinander 

^'t.» „,rd „„d das 

a-c..e.UH.t .,rd. das die « ,.1" ' e" cte'trL 

• Verfahren nach Anspruch 2 dain..,./.!* . 
diie Rirht.moci ^V'^r"'^^'^ gekennzeichnet. daB 

dhe R chtungslagenveranderungl durch ein Drehen der Weq- 
bahn um die. genannte Achse im Uhrr^^n.. • ^ 
uhrzeiger.inn geschieht. "^--^^^ " oder i. Gegen-. 
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4 verf.hren n.ch Anspruch 3. dadurch 9ekenn«ichnet. daS 
die We,bahn u™ elne ortsfeste Achse Uber e,nen «,nke, 
von weniger als 90= bewegt wird. 

oinpr vorbestimmten Ebene una nm- ^ 

-:;:;re:^:::/4 -rsrdarcH ge..n„- 

""c let ae n^t Jttel (20) zur Ver.nderung der 

^:r::;,re g.an„.en ----^i::' 

mindest elnem Teil der Ebene des Substrates v 
zueinander vorgesehen slnd. 

. Uorrichtung nach Anspruch B, dadurch gekennzei chnet . d.B 
dee lintel (aO) mttel Drehen des Auftrags- 
elenentes (4) un, eine ortsfeste Acbse be^nhaUen. 



VorHcbtung nacH Ansp.ucH '"■'■'"^^;;7„::r;:gr d^^^' 
r„;trseU:enre:',:ra.. e.e ™a.i»au Win.elverdreb.ng 
von 90"* ausgelegt ist. 
8 VorrUhtung nach Anspruch 5, dadurch "gekennzeichnet daB 
d e H ttel zur BereUbaUung des Substrates "'"^^ 
: Bewegen des Substrates (1, in eine vorbest,™™te 

RUhtung beinhauen und das ' „ " u 

u-iwo* i^t und sich im wesentlichen quer zu 
lich ausgebildet ist una ^.n-i 

dieser Richtung erstreckt. 

an^nr.ich 5 dadurch gekennzei chnet , daB 
9. Vorrichtung nach Anspruch i>, y zwischen 

s-irer : :rd-drAu.trags. 

"irnr; e '^ran Lrdnet <st. da3 das aus de™ Durcb 

nr.) a -tretende Mediu™ vor Kontaktlerung es 
sl rates (1) duroh die Siebdruckschablone treten .uB. 
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10. Vo-ichtung nach Anspruch 1. dadurch gekennzei chnet . 
daB die Mittel zur Bereithaltung des Substrates (1) 
e.nen zweiten Durchlass (10a) benachbart dem Auftrags- 
element , deflnleren, der zweite DurchlaB (10a) und 
der DurchlaB (4) des Auf tragse 1 ementes (4) auf ent- 
gegengesetzten Selten der Ebene des Substrates (l) 
angeordnet sind und ferner ein Saugwerk (11) vorge- 

iai5 (10a) verbunden ist. 

d^B fur das Auftragselemant (4) e1n Tr3ger (3) vorgel 
sehe„ ,st „„d die E1nstelln,1tte, (20) etnen Trieb Lr 
Veranderuns der Richtungslaga des ge„a„„ten Durchlasses 
(4a) mittels dem TrSger (3) beinhalten. 

12. ""^'■''^hfng nach Anspruch 11. dadurch gekennzelchnet, 

fur T rr""'' z"'"— "»-icht„;g 

fur das Medium 1st und ein rohrf Srmlges Tragertell 
elementes (4) In uuender Verblndung stehenden AuslaB 

13. """ichtung nach Anspruch 5. dadurch gekennzelchnet. 
(aO'e'ln":;::::""" -"""^en-zahnru.euneb 

14. Vorrlchtung nach Anspruch 5. dadurch gekennzelchnet, 
daB d,e Elnstellraittel (110) Hittel zur VerSnderung der 
Lage mindestens eines Teiles der genannten Ebene des 
Substrates (101) bezuglicb des Auf tragsele«ntes (104) 
beinhalten. ^ 

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzelchnet 
daB die Mittel zur Berei thai tung des Substrates (101) 
einen Substratsupport (110) beinhalten und die Einstell- 
mittel eine gegenUber dem Auf tragselement (104) beweg 
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bare Halterung fur den Support (110) belnhalten. 

16 Vorrichtung nach Anspruch 15. dadurch gekennzei chnet . 
daU der Support (10) eine im wesentlichen zylindrische 
AuBenflache hat. die in Kontakt mit dem Substrat (101) 
steht. 

17. Vorrichtung nach Anspruch 15. dadurch gekennzeichnet, 
daB die Halterung eine bogenf brtni ge Wegbahn fUr den 
Support (110) bildet. 

18. Vorrichtung nach Anspruch 5. dadurch gekennzeichnet. 
daB die Einstellmittel eine Halterung fur das Auftrags 
element (104) beinhalten, die diesem eine bogenf brmi ge 
Wegbahn ermbglicht. 
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fShiger Medien auf durchUufende Substrate 

Die vorliegende Erflndun, betrifft ei„ Verfahren 
sow,e e,„e Vorricbtung st„sft 

■it iubstrate. i nsbesondere zum Auftragen von 
.chau^lgen Medien auf durcblauf endes TextHm terla, 
Oder dergUichen. Insbesondere betrifft d.e E f1 
du.9 e,n Verfabren sowie eine VorrUbtun,. u^d 
Aus^aB der Durcbdrlngun, der strB„„„g.fSh ge" Hed,en 

»erg1eicbbaren Substraten hinein zu varilerer. 

Es 1st bekannt. das AusmaB der Durchdri ngung eines 

s rates ™u e,„e„ strB™„„gsfah1geb Hedlu., 
sp e s„e,se Oruc.farbe. Farbstoff. ei„e» i™p 
"« rel;,"" derglelcben. dadurcb 

d« Substrat kontaktleren sol,, «„dert. Es i t 
^rner bekannt. das AusmaS der Durchdri „g„„g eines 

t":t : t;'" """" 

ouDstrat STch uber eine <;aiint =.m™-, l 

^augkammer bewegen TaBt 

^er Kraft':" = " ' 

oi:fer:„\"\ ;::r::::Lr:;-",----^-' '™ 

und der "i"hen dem Inneren der Saugkamraer 

und der Unigebung steht. Diese Techniken sind i„ 
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vielen Fallen zuf riedenstellend in ihrer Funktion, 
erfordern jedoch eine zusatzliche kostspielige und 
raumaufwendige AusrUstung. DruckUberwachungsei n- 
richtungen und dergleichen. DarUberh i naus erfordert 
5 die Druckregelung des strdmungsf ahi gen Mediums eine 
Fordereinrichtung, die zuverlassig gegeniiber der 
Atmosphare abgedichtet sein muB, was zusatzliche 
erhebliche Kosten mit sich bringt. Die Verwendung 
einer Saugkammer erfordert auch das Vorsehen porbser 

10 Supporte und/oder Fbrderer fur die Substrate sowie 
ferner eine laufende betriebliche Oberwachung; urn 
zu kontrollieren, ob die Permeabi 1 i tat des Supportes 
fur das Substrat sich verandert hat, weil derar- 
tige Anderungen in erheblichem AusmaS AusmaB 

15 der Eindringung des Mediums i n das Substrat beein- 
flussen. 

Der vorliegenden Erfindung liegt von daher zunachst 
die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Regulierung 
des AusmaBes der Eindringung eines strbtnungsf ahi gen 
Mediums in ein Substrat in einer Si ebdruckmaschine 
Oder einer ahnlichen Maschine ' . . 

zu schaffen. das bei geringem Aufwand eine 
auBerordentlieh ^efwte-umt j^deirzevt--repir«^i€i^are 
Regulierung des AusmaBes der Eindringung ermoglicht. 
25 Dieses sehr einfache und preiswert durchzuf uhrende 
Verfahren soil dabei sowohl eine abrupte wie eine 
graduelle Knderung des AusmaBes der Eindringung er- 
mbglichen. 

Die Erfindung betrifft ferner eine Vorrichtung zur 
30 DurchfUhrung eines derartigen Verfahrens. wobei dafur 
Sorge getragen sein soil. daB das AusmaB der Ein- 
dringung des Mediums in das Substrat wahren<J der 
laufenden Bearbeitung durchgefUhrt werden kann. 
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Es soil auch daflir Solrge getragen sein, 
relativ geringe Anderungen bestehendet Maschi"®" 
bzw. Bearbeitungsanlagen erforderlich sind, um 
diese auf die Durchf iihrung des neuen Verfahrens 
umzurlisten. 

Die erfindungsgemafle Losung bezuglich des Ver- 
fahrens bestebt im wesentlichen darin, daB das 
Substrat in einer gegebenen Ebene angeordnet wird. 
das Medium auf die eine Selte des Substrates in 
der Ebene aufgetragen wird, indem man das Medium 
sich Tangs einem vorbestimraten Weg bewegen IHBt 
und daB man dann die Richtungsl age dieses Weges 
und der genannten Ebene im Verhaltnis zueinander 
andert. 

GemaB einer bevorzugten Ausgestal tung beinhaltet 
der Anderungsschritt das Alternieren der Richtungs- 
lage des Weges in Bezug zur Ebene des Substrates. 

GemaB einer weiteren bevorzugten Ausgestal tung be- 
wegt man das Substrat in der gegebenen Ebene in 
-eijier iM«:i>^JJmmt£a_fiichtujn,9^.JQ£ji.jrfe^^ .Hedium 
ist vorzugsweise Tdnglich und erstreckt sich quer 
zu dieser Richtung. Der Schritt zur Veranderung der 
Richtungslage beinhaltet das Bewegen des Weges um 
eine Achse, die im wesentlichen parallel zur Langs- 
richtung des Weges liegt. Der Schritt kann jedoch 
auch das Drehen der Wegbahn um die vorgenannte 
Achse im Uhrzei gers i nn oder gegen Uhrzeigersinn 
beinhalten. 
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BezUglUh der erf indungsgemaBen Vorrichtung ist 
bei einer Vorrichtung fur die Bereithaltung des 
substrates in einer vorbest i.mten ^^^^y^/j;^^^ 
einem Auf tragselement mit einem DurchlaB f^r das 

Mediun. in Richtung auf die Ebene vorgesehen. das 

Einstellmittel fur die Veranderung der Richtungs- 

lage des genannten Durchlasses und mindestens 
eines Teiles der genannten Ebene relativ zuein- 
ander vorgesehen sind. 

GeniSB einer bevorzugten Ausgestal tung «<ann das 
Auftragselement um eine ortsfeste Achse drehbar 
sein um seine Winkellage verandern zu kbnnen. 
Das Auftragselement kann dabei ein T^^^l^f 
schlitzter Rakel sein. DEr Rakel kann sich dabei 
im wesentlichen qiier zur Bewegungsrichtung des 
beispielsweise auf einem Drucktuch angeordneten 
substrates erstrecken. Die Vorrichtung kann dabei 
ferner eine Si ebdruckschabl one beinhalten. die 
zwischen der Substratebene und dem Auftragselement 
vorhanden ist. so daS das Medium auf seinem Meg 
zum Kontakt mit dem Substrat die Si ebdruckschabl one 
durchtreten muB. 

Auf der anderen Seite des Substrates kann ein 
zweiter DurchlaB vorgesehen sein und der zweite 
DurchlaB und der DurchlaB des Auftragselementes 
wirken auf den beiden Seiten der ^-^^^[^'^^''I'll^^ 
so zusammen, daB mit Hilfe einer Saugei nri chtung, 
die auf den zweiten DurchlaB wirkt, das Medium in 
das Material des Substrates hi neingezogen wird 
Weitere bevorzugte Ausgestal tungen der Vorrichtung 
insbesondere bezUglich des Tragers fUr das Auf- 
tragselement. bezUglich der detaillierten Konstruk 
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tion des Ei nstel Imechani smsuses flir das Auftrags- 
element bezUglich seiner Ri chtungsver 1 agerung sowie 
auch von Konstruktionen, die eine Veranderung der 
Lage mindestens eines Teiles der Substratebene 
ermbglichen, sind in den entsprechenden Unteran- 
sprlichen gekennzeichnet . 

Ausf Uhrungsbeispiele von Vorr i chtungen gemaB der 
Erfindung werden nachstehend unter Bezugnahme auf 
die Zeichnung nSher beschrieben. 
Es zeigen: 

Figur 1 einen schematisierten Querschnitt durch 

eine Vorrichtung gemaB der Erfindung, 

Figur 2 eine vereinfachte Tei 1 sei tenansi cht der 

Vorrichtung nach Figur 1 rait teilweiser 
Schni ttdarstell ung , 

Figur 3 einen schematisierten Querschnitt durch 

eine weitere Vorrichtung gemaB der Er- 
findung, 

Figur 4 eine Tei Iseitenansicht der Vorrichtung 

nach Figur 3 mit teilweiser Schnittdar- 
stel lung 



Die 1n den Figuren 1 und 2 dargestellte Vorrichtung 
dient'der Aufbringung eines Schaummedi urns auf aufein 
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anderfolgende Stellen eines relativ breiten Substrates 
1. beispielsweise auf den Flor auf der Oberseite eines 
durchlaufenden Tepp i chma ter i a 1 es . Die Vorrichtung 

beinhaltet eine drehbare zylindrische Siebdruckschab- 
lone 2, die um ihre Achse in Richtung des Pfeiles B 
in Abhangigk.eit der Bewegung des Substrates 1 in 
Richtung des Pfeiles A und/oder in Abhangi gkei t der 
Obertragung eines Drehmomentes durch eine gesonderte 
Antriebseinheit (nicht da.rgestellt) dreht. Die Sieb- 
druckschablone 2 umgibt den uberwiegenden Tei 1 eines 
Vanglichen RohrstUckes, das einen Trager 3 fur ein 
Auftragseiement 4 bildet. das im dargestellten 
Ausfuhrungsbeispiel als Schlitzrakel ausgebildet 
ist und einen Vanglichen DurchlaS 4a fUr einen Strom 
eines Schauramedi urns zu der Innenwandf 1 ache der .Sieb- 
druckschablone 2 diejenige Region bildet. in der die 
AuBenwandfiache der Schablone dem Substrat 1 am 
nachsten liegt. Das dargestellte Auf tr agsel ement 4 
beinhaltet zwei elastische Auflagen 5 und 6, die mit 
der Umfangsf Tache des Tr'agers 3 verbunden sind und 
den wesentlichen Teil des Durchlasses 4a flankieren, 
sowie zwei Rakelschuhe 7 und 8. die jeweils auf den 
Unterseiten der beiden elastischen Auflagen 5 und 6 
befestigt sind und die die Innenwand'fiache der Sieb- 
druckschablone 2 kontak t i eren . Die Rakelschuhe 5 und 
7 umgeben den untersten Bereich des Durchlasses 4a, 
dessen oberster Bereich das Schaummedium aus dem 
Inneren des Tragers 3 Uber einen Aus-l^B Sa-aufnimmt, 
der aus einem Oder mehreren langlichien Schlitzen ge- 
bildet sein kann. oder aus einer oder mehreren Reihen 
einzelner LiJcher, oder aber aus einem oder mehrerer 
Reihen einzelner Lbcher und kUrzerer Schlitze. 
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Der Trager 3 kann als Teil der Einrichtung zur Zu- 
fUhrung des Sch aummedi urns in den DurchlaB 4a des 
Auf tragsel ementes 4 angesehen warden. Diese Zu- 
fUhrungseinrichtung beinhaltet ferner eine Leitung 
12, die das Schaummedi um zu dem einen Achsende des 
Tragers 3 bringt und deren Aufnahmeende mit dem Aus- 
1 aB eines Schaumerzeuger s 13 verbunden ist. 

Der im Ausf uhrungsbei spi el dargestelUe Schaum- 
erzeuger hat eine erste Leitung 14 mit einem Regu- 
lierventil 15 und dient der ZufUhrung eines gasfbr- 
migen Schaummi ttel s , beispielsweis^ Luft, zura 
Schaumerzeuger . Der Schaumerzeuger 13 beinhaltet 
ferner eine zweite Leitung 16, die ein Regulier- 
ventil 17 beinhaltet und die eine FlUssigkeit 
von einem Spei chergef^B 18 abzieht. Die Art und 
Weise, wie die FlUssigkeit vom Spei chergef'aB 18 
in den Schaumerzeuger gepumpt wird und die Art und 
Weise, wie die FlUssigkeit vor Einbringung in die 
Leitung 12 im Erzeuger geschaumt wird, bildet nicht 
Teil der vorliegenden Erfindung, 

Die dargestellte Einzelleitung 12 kann durch eine 
ganze Anordnung von Leitungen ersetzt se^n, die 
Schaummedium zu in Achsrichtung abstandigen Bereichen 
des Tr'agers 3 fUhren, um zu gewahr 1 ei sten , daB der 
Innenraum des Tr agers gl ei chf brmi g mit dem Medium 
gefullt wird und er dieses Medium in jeglichem 
Bereicli des A^islasses 3a mit der gleicJien oder zu- 
mindest nahezu identischer Abgabemenge zu 'bringen. 

Die Einrichtung zur Vorhaltung des Substrates 1 
unterhalb der Si ebdruckschablone 2 in einer vor- 
bestimmten, bei spi el swei se horizontalen Ebene bein- 
haltet das Obertrum eines endlosen, porbsen Druck- 
tuches 9» das in bekannter Weise so angetrieben ist. 



10 
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daB das Obertrum sich in Richtung des PfeiTes A 
bewegt. Der Bereich des Obertrums des Drucktuches 9, 
der unmittelbar unterhalb der Si ebdruckschablone 2 
liegt, Vauft Tangs der Oberseite eines stationaren 
Supportes 10. der einen vertikalen DurchlaB 10a hat. 
der mit dem SaugeinlaB 11a eines einstellbaren Saug- 
werkes 11, bei spi el swei se .einer pumpe, eines GebTa- 
ses Oder dergleichen verbunden ist. Das AusmaB, mit 
dem das Schaummed i urn in das Substrat 1 in dem Bereich 
unterhalb des zu unterst liegenden Bereiches der Sieb- 
druckschablone 2 eindringt. kana durch Anderung des 
Druckes im DurchlaB 10a, bei spi el swei se durch 
Anderung des Di fferenti al druckes zwischen dem Inneren 
des Durchlasses 10a und der umgebenden Atmosphare, 
variiert werden. Cas AusmaB kan^n auch durch den Druck 
varriert werden, mit dem -das geschaumte Medium in den 
Tr'ager 3 Uber die Leitung 12 eingebracht wird, bei- 
spielsweise durch Snderung der Stellung der Ventile 
15 und/oder 17. 

GemaB der vorliegenden Erfindung jedoch kann das 
AusmaB, mit dem das Schaummedium in den Flor des 
SuMtr«tes-e4n^vi=hgt-, -d^<itHr-€h r«g^iM€rt w€r-derv,-cUS- 
man die Richtungsl age des Durchlasses 4a bezUglich der 
Ebene des Substrates 1 unterhalb der S i ebdruckschab 1 one 
2 andert. Oasselbe Ergebnis kann, vielleicht mit ein 
wenig hbheren Kosten, auch dadurch erreicht werden, 
daB man die Ri chtungs 1 age der Ebene des Substrates 1 
relativ zu deTn DurchlaB 4a des Auf tragsel ementes 4 
andert. Die Mittel zur Elnstellung oder Snderung der 
Richtungslage des Durchlasses 4a bezuglich der Ebene 
des Substrates 1 beinhalten einen Zahnstangen-Zahn- 
ritzeltrieb 20, der den Trager 3 urn eine ortsfeste 
horizontale Achse in den Richtungen der Doppelpfeile C 
und damit das Auf tragsel ement 4 1m Uhrzei gersi nn 
35 Oder im Gegenuhrze i ger s i nn bewegt, wie in Figur 1 
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dargestellt. Der Trieb 20 beinhaltet einen Ritzel 21, 
das an dem betroffenen Endabschnitt des Tragers 3 
befestigt ist, eine horizontale Zahristange 22 r die 
mit dem Ritzel 21 in Eingriff steht, sowie einen Motor, 
5 der die Zahnstange in Richtungen im rechten Winkel 
der Ebene der Figur 2 hin- und herbewegt, Der Motor 
kann dabei ein von einem stromungsfahigen Medium 
betriebener Motor sein, beisgielsweise ein doppelt 
wirkendes hydraulisches Oder pneumatisches Kolben- 

10 aggregat, dessen Kolbenstange mit Bezugsziffer 22 
in Figur 2 gekennzeichnet ist. Die Zahnstange 12 und 
der Motor sind auf einem ortsfesten Gestellteil 24 
montiert, das ferner auch den Support 10, das ein- 
stellbare Saugwerk 11 und den Schaumer zeuger 13 so- 

^5 wie die Lager fur die Endabschnitte der Siebdruck- 
schablone 2 und des Tragers 3 tragen kann. Der 
Trager 3 ist vorzugsweise bezuglich der Siebdruck- 
schablone 2 auf- und abbeweglich, um hierdurch 
den Druck andern zu konnen, mit dem das Auftragsele- 

20 ment 4 gegen die konkave Innenwandf lache der Sieb- 
druckschablone 2 anliegt, Der Trieb 20 kann auf dem 
Gestell 24 so montiert sein, dafl er an der Bewegung 

des Tr"ag^rs- 3 relartlv zrur Siefadrack suhabl on^ 2 

teilnimmt. 

25 Die von dem DurchlaO 4a des Auf tragselementes 4 
definierte Wegbahn ist langlich schlitzformig und 
erstreckt sich quer zur Richtung des Langstrans-. 
portes des Substrates 1 gemafl Pfeil A* Die Breite 
des Substrates kann uber 5 m hinausgehen und der 

3Q einzelne Schaumerzeuger 13 kann durch eine Gruppe 
von zwei Oder mehr Schaumer zeugern ersetzt sein, 
insbesondere, wenn der Trager 3 lang oder sehr lang ist, 
wobei dann jeder Schaumerzeuger Schaummedium in einen 
vorgegebenen Bereich des Tragers einbringt, so daB 

35 letzterer gleichformig mit dem Medium gefiillt wird. 
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das dann aus dem Trager 3 iiber den Auslafl 3a in den 
oberen Bereich des Durchlasses 4a auf seinem Weg in 
Kontakt mit dem Substrat 1 eintritt, wobei es dann 
schlieBlich durch die Siebdruckschablone 2 hindurch- 
5 tritt. Die Siebdruckschablone 2 kann so gelocht sein, 
dafi eine gleichformige Lochverteilung in Achsrich- 
tung und/oder Umfangsr ichtung gegeben ist, oder 
rait Lochgruppen, die Muster bilden, je nach Art der 
Behandlung, der das Substrat unterzogen werden soli. 

10 Diese Behandlung kann die Aufbringung elner Farb- 
flussigkeit oder irgendeiner anderen Art von druk- 
kend wirkendem Material beinhalten, die Aufbringung 
eines Klebstoffes, eines Bleichmittels , eines Spiil- 
mittels, eines Impragniermi ttels , eines Weichmachers / 

15 eines Ver steif ungsmittels oder irgendeines anderen 

Wirkstoffes, der in gleichformigen oder selektiven 
Kontakt mit dem Substrat gebracht werden soli. 
Letzteres kann ein Teppichmater ial sein, irgendein 
anderes textiles Material, es kann sich um laufen- 

20 des Bahnmaterial, um einzelne Bogen, Streifen oder 

dergleichen handeln und es kann sich auch um Papier 
Oder Kunststoff und dergleichen handeln. 

Zweck der Winkeleinstellung des Auf tragselementes 4 
beziiglich der Ebene des Substrates 1 , d. h. von 

25 Richtungslagenanderungen des schlitzformigen Durch- 
lasses 4a relativ zu dieser Ebene, ist es, das 
AusmaB der Eindringung oder Durchdr ingung des stro- 
mungsfahigen Mediums in das Material des Substrates 
hinein zu andern. Durch Drehung des Tragers 3 um 

30 seine Achse im Uhrzeiger sinn , kann der DurchlaB 4a 
aus der in Figur 1 dargestellten vertikalen oder 
neutralen Lage in eine Stellung vor dem untersten 
Bereich der Siebdruckschablone 2 bewegt werden, so 
daB das Hindurchtr eten des Schaummediums durch die 

35 Siebdruckschablone 2 fruher beginnt, als in der Figur 1 
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dargestellten Stellung des Auf tragselementes 4. Diese 
Einstellung kann von Hand oder durch eine Fernbetati- 
gung ubcr don die Kolbenstange 23 beinhaltenden Motor 
geschehen. Wenn die Abgabe von Schaummedium zum 
5 Substrat dagegen verzogert werden soli, d, h. also 
das AusmaB der Eindringung iiber die Menge des aufzu- 
bringenden Schaummater iales reduziert werden soll^ 
laflt man den Trager 3 iiber den Trieb 20 in Gegen- 
uhrzeigersinn, gesehen auf Figur 1, drehen, so dafi 
10 der AuslaBber eich des Durchlasses 4a gesehen auf 
Figur 1 nach rechts aus der dargestellten neutralen 
Lage herausbewegt wird. 

Ein weiterer wesentlicher Vorteil der Winkelbeweg- 
lichkeit des Auf tragselementes 4 ist es, dafi dies 

15 eine ausgepragte Stabilisierung der Siebdruckschablpne 
2 zur Folge haben kann, Im Regelfall ist die Siebdruck- 
schablone 2 diinn Oder sehr diinn und ihr Widerstand 
gegen Verformung ist sehr gering. Wenn das Substrat 1 
mit erhohter Geschwindigkeit angetrieben wird, hat 

20 die Schablone 2 haufig eine deutliche Tendenz zu 

Schwingungen und/ oder einem unrunden Lauf . Es hat 
sich gezeigt, dafi geringe Winkelverlager ungen des 
Auf tragselementes 4 um die Achse des Tragers 3 zu 
einer ausgepragten Stabilisierung der Siebdruckschablone 

25 2 fiihren konnen und damit zu einem deutlich ver- 
besserten Auftrag, d. h. einem gleichformigeren oder 
besser vorherbestiimnbaren Auftrag des Mediums auf das 
Substrat fiihren. Einstellungen der Relativlagen der * 
Ebene des Substrates und des Durchlasses 4a sind 

30 haufig erf order lich, um der Tatsache Rechnung zu 

tragen, dafi der Flor eines vor hergehenden Substrates 
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hoher und/oder dichter war als der Flor des 
Substrates, das mit der Vorrichtung nun behandelt 
werden. soil* Die Ebene der Bewegung des Substrates 
braucht auch richt immer eben zu sein. Dies hangt 
von der Natur und Konf iguration des Supportes 10 ab» 

Die Figuren 3 und 4 illustrieren einen Tell eines 
weiteren Ausfiihrungsbeispieles einer derartigeh 
Vorrichtung. Identische Teile- oder eindeutig analoge 
Teile zu den entsprechenden Teilen der Vorrichtung 
nach den Figuren 1 und 2 sind mit gleichartigen 
Bezugszif f ern, jeweils plus 100, gekennzeichnet • 

Die Vorrichtung nach den Figuren 3 und 4 beinhaltet 
einen^ zylindrischen Support 110, der langs einer 
bogenformigen Wegbahn, v?ie mit dem Doppelpfel E ange- 
geben, urn die Achse des rohrformigen Tragers 103 
bewegbar ist, so dafl hierdurch die Richtungslage 
eines Abschnittes der Ebene des Substrates 101 : 
relativ zu dem DurchlafJ 104a des Auf tragselementes 
104 verandert wird. Der Doppelpfeil D zeigt die 
Richtungen auf, in die der Trager 103 und die Sieb- 
drnnksnhablone .1Q2„iii:a, _^ii,e^ Achse des zylindrischen 
Supportes 110 bewegbar sind, urn die Richtungslage 
des Durchlasses 104a relativ zur Ebene des Substrates 

101 zu verandern. Beispielsweise konnen der Trager 103 
und die Siebdruckschablone 102 zwischen einerseits 
der in ausgezogenen Linien dargestellten Neutrallage 
und andererseits den Lagen bewegt werden, die mit 

der str ichpunktier ten Lage 102' und der gestr ichelten 
Lage 102'" gezeigt sind. Wenn die Siebdruckschablone 

102 in die Stellung 102' bewegt ist, wird das Substrat 
101 aus einer ebenen horizontalen Lage entsprechend der 
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in ausgezpgenen Linien dargestellten Lage des Substrates 
in eine unterschiedliche Ebene, beispielsweise die Lage 
101', bewegt, was zwei gerade horizontale Abschnitte 
und einen dazwischenliegenden bogenformigen Abschnitt 
beinhaltet. Der Kriimmungsradius des bogenformigen 
Abschnittes dieser Ebene entspricht dem Radius der 
zyLindrischen AuOenflache des Supportes 110, weil die 
Siebdruckschablone 102 und das Auf tcagselement 104 
dann das Substrat 101 dazu bringen, sich an einen Ab- 
schnitt der Unifangsflache des Supportes 110 eng anzu- 
schmiegen . 

Anstelle der oder zusatzlich zu der vorstehend erorter- 
ten Beweglichkeit der Siebdruckschablone 102 und des 
Tragers 103 mit dem Auftragselement 104 urn die Achse 
des Supportes 110 kann der Support 110 zwischen einer 
Vielzahl von Stellungeh urn eine ortsfeste Achse ent- 
sprechend der Achse des Tragers 103 bewegt werden, wenn 
der letztere seine neutrale Stellung einnimmt. Dies 
ist durch den genannten Doppelpfeil E aufgezeigt. Wenn 
der Support 110 in die Lage 110' bewegt ist, wird ein 
Abschnitt des Substrates 101 in die Lage 101" bewegt, 
d. h., dafi das Substrat sich dann en einen Abschnitt 
der OmfangsTIacKe ffer S ieWfuckscha^lohe 102 anschml-egt . 
Wird der Support 110 in die gestrichelte Lage 110'' 
bewegt, wird der rechts liegende Teil des Substrates 110 
auf ein Niveau hochbewegt, das uber dem des linken Teiles 
liegt. In den meisten oder zumindest in vielen Fallen 
ist es ausreichend, die Telle 102, 103, 104 fur eine 
Bewegung relativ zum Support 110, oder aber umgekehrt, 
zu montiereh. 

Die Anordnung zum Fuhren der Telle 102, 103 und 104 
fur eine Bewegung um die Achse des Supportes 110, und 
um sie in den ausgewahlten Lagen zu halten, ist schema- 
tisch in Figur 4 gezeigt. Die Haltemittel beinhalten 
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stationare Laaer fUr At ^ r:< ^ , 

ager tur die Endabschnitte des Traoers 
wie beispielsweise /i^o r -iragers 103, 

hat o,- ^^^'^^^se das Lager 125. Jedes Lager 125 
hat einen bogenformigen Schlitz 126 fur d.n ! 

ligen Endabschnitt des Traaer« 1 f 

^ -cragers 103 und letzterer haf 

exn Oder mehrere Bugel 127 fiir o„u u 

X Schrauben 128 oder 

andere Mittel, un, die Teile 102, 103 und in^ 

Ebene des Substrates 101 Me l 

einem Sr^hi k " Leitung 112 wird von 

einem Schlauch gebildet oder beinh;,! • 

Abschnitt. wenn der Support 110 den . h."" 
Pfeil E einstellbar i.T l - I*^<=htungen gemafi 

^n*-. u ^"^-^-^^^^ ^^t, konnen seine Endabschnitte in 
ent^pr^chenden Haltemitteln in einer Weise analoo d 
oben fUr den Endabschnitt des Tragers lorn u ' 
angeordnet sein. ° ®^ ^"9^" ^03 beschriebenen 



Die beschriebene Vorrich^l.„r, i, 

..^•i. vorriciitung kann noch zahlreich*:>n 

weiteren Abwandlungen unt*.ri,'^ ^"J-reichen 
20 weise der Schaumer!!." ""^f ^° ^^ann, beispiels- 

Past5se. oder H:^^^^ ^^^^-"^ - 

spin >i^« iiussigen Medium ersetiT-f- 

25 ersetzt .=^,-« « Substrat 101 oder no 

'u «h e\" f .UB nicht Tell aer 

■3« Xnderung der filnhr , verSndern. Das A„s„aa 

rung der Rxchtungslage „ufl nicht ausgeprSgt sein. 
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^,if piaur 1, die Winkel- 
so muB beispielsweise, bezogen auf Figur 

das Rus.«aB det winkelvetstellung . ......^ einen 

„icht Ube. 10° hi.aus.ugahen una ^--j/^* f^/^^^ ,e„ 

, ^ -T h wenicier als 1 t exnes> s» 

Minutenbruchteil, d. h. wenigt; 



Winkels betragen. 



V, /.or Einsatz der siebdruckschablone 2, 102 ist 
Auch der Einsacz ^ * kann das 

^ V, das Auftragselement 4, 104 Kann a« 
wahlwexse, d. h., das Aut g ^^^uhrung mit 

Medium gegebenenfalls auch dxrekt ^" ^ 

^^h^r.A^r^ seite des Substrates bringen. 
ae. entsprechenden ^"'^ siebarucKschablcne aurch 

DarUbethinaus kann aie gezeigte a 

elne nicht .ylinarlBche -^-^'^^-^/J^^:^^:, 1 .i. 
ein untertru-n benachba.t a« Obarseite aes Subst.at.s 



hat. 
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